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The sOft、vare for the image processing microcomputer system for tte SEM―SAWI
(scanning electrOn■licroscope―scanning Auger electron■licrOscOpe)apparatus,SAM
-1000S was developed. Each of the programs satisfied Our purpOse of the image
procetting,IIere,so■ne of the prOgrams were revie、ved and th ir effects and the results
were discussed.The histograna stretchilllg method was introduced for he enhancement
of the image cOntrast. The edge detection technique was used for the feature
extraction Of the images The bird's eye view method was employed for enhancing a
three―dimensional expression. These methods imprOved the picture quality and the
recognitions of the images became easier using the SEA/1 and SA?【inage processing,
Key wOrds:  Image processing, Scanning electrOn microscOpe, Scanning Auger electron micrOscOpe,
HistOgram stretching,Edge detection,Feature extraction,Bird's eye view exprettion.

















































































































































































画 像変 換 (特徴抽 出 )
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画像 記録・ 再 生
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画素近傍の各4隅の画素にも上記と同様の2次微分演算
を行なったのが同図 (f)の(3)の8近傍ラプラシア
ンフィルター (v_dif3と名づける)である。以上は線形
フィルターであるが図4(f)の(4)のようこと、演算
後のAの値として IA―BIとIA―CIの微分 (差分)
のうち、大きい方を取るという非線形微分フィルター
(v_dif4と名づける)をも作成した。これらの各種微分
フィルターを使って前項の1)でのICのSEM像をエッ
ジ検出処理したのが、それぞれ、図4の(b)、(c)、
(d)、(e)でぁる。図4の(b)～(e〉へと進む
に従って、そのICパターシのエッジがより鮮明になっ
ているのがわかる。図4の(c)、(d)の両ラプラシ
アンフィルターでは等方的なエッジ検出が行なわれる。
しかし、2×2画素近傍を取り扱っている図4(b)と
(e)を比べてみると、 (b)では、斜め方向成分が強
調されやすいが、同図 (e)でとよ、x、 yいずれの方向
でも均等にエッジ検出できコントウストが良好である。
9)画像の3次元 (鳥風図)表示プログラム
このプログゥムでは、画像の濃淡を線の高低で表現す
る。手前の線の影になる線tま隠れ線として表示しないよ
うにする。隠れ線の処理方法としては、図5(a)の
(i)のように隠れ線 (破線で表示)を厳密に処理する
必要があるが、ここでは、同図 (a)の(li)に示し
た簡易型を用い、線が交差する点を求める計算を省いた。
図5(b)に、3次元 (鳥隠図)表示プElグラムの手順
を表わすPAD6)(PrOblem Analysis Diagram)図を示
した。これによって点線枠内で示された隠れ線処理方法
を述べる。i番目の横線引きの場合、着目した点が隠れ
線になるか否かは各点の縦列j番目毎に最大値を記録し
ておき、横線の送り幅 (バイアス)量を考慮して着目点
(1, J)と今までの各点 (m,j;但しmくJ)での
最大値 (バィアス量を含めた最大値)を比較することに
より決定する(PAD図中"隠れ点でないか"の判断の
所で)。そしてもし着目点の方が大きければ最大値を更
新しておく。このPAD図では、斜めから見た図とする
ために、縦方向と横方向の2種類の線引きを行なってい
る。また線引きは、1画面当たりそれぞれ25本、50
本およびloO本の線密度モードが選べる。それぞれの
実行例を図6の(a)、(b)及び (c)に示した。も
とにした原画像はCu基板上に円孔メッシュ(100メッ
シユ)をマスクとして蒸着したAuの円形パターシ薄膜
からのSAM像である。線密度が大きくなるにつれて円
形エッジでの立ち上がりやAu蒸着面の凸凹など微細な
形状変化がよくわかる。
5。 まとめ
複合型表面分析装置SAM…100osに導入された
マイクElコンピュータ画像処理システムのソフトウエア
を構成し種々の画像処理プログラムを作成した。それぞ
れは初期の目的を満足させるものであった。そのうちで
本論分では、SEM、SAM画像処理を行なう上でよく
用いられると考えられる、コントラスト強調のためのヒ
ストグラムストレッチ法、画像の特徴抽出のためのエッ
ジ検出法、そして3次元表現の1つである鳥隠図法の各
種法について、それぞれその画像処理の効果を示した。
これらの各手法によりSEM―SAM画像は画質改善き
れ、画像の認識が大いに容易となった。これからさらに
画像処理用ソフトウエアの充実が必要となると考えられ
る。
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